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(57)【要約】
　内視鏡リプロセッサは、内視鏡Ｅが接続されるコネク
タ７１と、コネクタ７１に流体を供給する流体供給部６
１と、コネクタ７１に配置された磁性材料および磁性材
料に巻かれたコイル７６ｂを含む電磁石７６と、電流供
給部８１と、磁力を少なくとも、第１の強度、および第
１の強度よりも弱い第２の強度に切替える磁力切替え部
８２と、流体供給部６１を駆動しながら、磁力切替え部
８２を制御して磁力を切り替える制御部９１と、を含む
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡が直接またはチューブを介して接続されるコネクタと、
　前記コネクタに流体を供給する流体供給部と、
　前記コネクタに配置された磁性材料および前記磁性材料に巻かれたコイルを含む電磁石
と、
　前記コイルに電流を流す電流供給部と、
　前記電磁石に接続されて、磁力を少なくとも、第１の強度、および前記第１の強度より
も弱い第２の強度に切替える磁力切替え部と、
　前記磁力切替え部および前記流体供給部に接続されて、前記流体供給部を駆動しながら
、前記磁力切替え部を制御して前記磁力を切り替える制御部と、を含むことを特徴とする
内視鏡リプロセッサ。
【請求項２】
　前記磁力切替え部は、電圧を切替える電圧切替え部を含むことを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項３】
　前記制御部は、前記流体供給部を駆動しながら、前記磁力切替え部を制御して前記磁力
の強度を繰り返し切り替えることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項４】
　前記内視鏡を配置する処理槽と、
　前記処理槽を開閉する蓋部と、
　前記蓋部の開閉を検知し、前記制御部に接続された開閉検知部と、を含み、
　前記コネクタは前記処理槽に配置され、
　前記磁力切替え部は、前記磁力を前記第２の強度よりも弱い第３の強度に切替え可能で
あり、
　前記制御部は、前記開閉検知部が前記蓋部の開放を検知している間は前記磁力切替え部
を制御して前記磁力を前記第３の強度にする、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項５】
　内視鏡に接続される内視鏡側接続部と、
　請求項１に記載の前記内視鏡リプロセッサの前記コネクタに接続されるコネクタ側接続
部と、
　前記内視鏡側接続部および前記コネクタ側接続部をつなぐチューブ本体と、
　前記コネクタ側接続部に配置され金属からなる電磁石吸引部と、を含むことを特徴とす
る内視鏡洗浄チューブ。
【請求項６】
　請求項１に記載の前記内視鏡リプロセッサと、請求項５に記載の前記内視鏡洗浄チュー
ブとからなる内視鏡リプロセスセットであり、
　前記コネクタ側接続部は、前記コネクタを挿入する挿入口を有し、
　前記コネクタの外壁には、
　前記磁力が前記第２の強度のとき、前記コネクタ側接続部の内壁から離間して、前記流
体供給部から供給された流体を前記挿入口から排出する流路と、
　前記磁力が前記第１の強度のとき、前記コネクタ側接続部の前記内壁と密着して前記流
路を閉鎖する水密部と、が配置される、
　ことを特徴とする内視鏡リプロセスセット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡リプロセッサ、内視鏡洗浄チューブ及び内視鏡リプロセスセットに関
する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、日本国特開２０１３－１１１４４６号公報に示すように、洗浄アダプタを介して
内視鏡の口金に内視鏡洗浄チューブを取り付け、内視鏡洗浄チューブから消毒液を送り込
み、汚染された内視鏡の洗浄を行う内視鏡洗浄装置がある。
【０００３】
　洗浄アダプタは、消毒液の本流出口及び分流出口が先端に設けられたガイドパイプを有
し、ガイドパイプの先端が内視鏡の口金に挿入されて内視鏡に取り付けられる。洗浄アダ
プタ内に消毒液が送り込まれると、ガイドパイプは、口金の内周及び外周を消毒液に曝す
ことができるように、送り込まれた消毒液の圧力の変化によって口金内を上下移動し、本
流出口と分流出口から消毒液を吐出する。
【０００４】
　しかし、従来の内視鏡洗浄装置では、洗浄アダプタ内に送り込まれた消毒液の圧力が一
定であると、ガイドパイプは、一定の位置に留まる。言い換えると、圧力一定で送液をす
る場合には、内視鏡洗浄チューブが接続された接続部に、消毒液に曝されない箇所が生じ
る可能性がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、内視鏡リプロセッサから内視鏡に送り込まれる一定圧力の流体によ
り、接続部を洗浄消毒することができる内視鏡リプロセッサ、内視鏡洗浄チューブ及び内
視鏡リプロセスセットを提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様の内視鏡リプロセッサは、内視鏡が直接またはチューブを介して接続さ
れるコネクタと、前記コネクタに流体を供給する流体供給部と、前記コネクタに配置され
た磁性材料および前記磁性材料に巻かれたコイルを含む電磁石と、前記コイルに電流を流
す電流供給部と、前記電磁石に接続されて、磁力を少なくとも、第１の強度、および前記
第１の強度よりも弱い第２の強度に切替える磁力切替え部と、前記磁力切替え部および前
記流体供給部に接続されて、前記流体供給部を駆動しながら、前記磁力切替え部を制御し
て前記磁力を切り替える制御部と、を含む。
【０００７】
　本発明の一態様の内視鏡洗浄チューブは、内視鏡に接続される内視鏡側接続部と、請求
項１に記載の前記内視鏡リプロセッサの前記コネクタに接続されるコネクタ側接続部と、
前記内視鏡側接続部および前記コネクタ側接続部をつなぐチューブ本体と、前記コネクタ
側接続部に配置され金属からなる電磁石吸引部と、を含む。
【０００８】
　本発明の一態様の内視鏡リプロセスセットは、内視鏡リプロセッサと、内視鏡洗浄チュ
ーブとからなる内視鏡リプロセスセットであり、前記コネクタ側接続部は、前記コネクタ
を挿入する挿入口を有し、前記コネクタの外壁には、前記磁力が前記第２の強度のとき、
前記コネクタ側接続部の内壁から離間して、前記流体供給部から供給された流体を前記挿
入口から排出する流路と、前記磁力が前記第１の強度のとき、前記コネクタ側接続部の前
記内壁と密着して前記流路を閉鎖する水密部と、が配置される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセスセットの主要部の概略構成
を説明するブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサのコネクタの外観構成を
示す斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサのコネクタと、内視鏡洗
浄チューブのコネクタ側接続部との構成を示す切断部端面図である。
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【図４】本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡洗浄チューブのコネクタ側接続部の外
観構成を示す斜視図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサのコネクタと、内視鏡洗
浄チューブのコネクタ側接続部との構成を示す切断部端面図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係わる、本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リ
プロセッサの送液時間と、電磁石吸引部の高さとの関係を示すグラフである。
【図７】本発明の第２の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサのコネクタの外観構成を
示す斜視図である。
【図８】本発明の第２の実施形態の変形例に係わる、内視鏡リプロセッサのコネクタの外
観構成を示す斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を説明する。
【００１１】
　（第１の実施形態）
　（構成）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセスセット１の主要部の概略
構成を説明するブロック図である。図１では、管路を実線によって表し、電気信号線を破
線によって表している。
【００１２】
　図１に示すように、内視鏡リプロセスセット１は、内視鏡リプロセッサ２と、チューブ
である内視鏡洗浄チューブ１１１により構成される。内視鏡リプロセッサ２には、内視鏡
洗浄チューブ１１１を介して内視鏡Ｅが接続される。
【００１３】
　内視鏡リプロセッサ２の主要部は、処理槽１１と、水供給部２１と、薬液供給部３１と
、排液部４１と、超音波振動部５１と、流体供給部６１と、接続部であるコネクタ７１ａ
、７１ｂ、７１ｃ（以下、いずれか１つのコネクタ、又は、３つのコネクタを示すときに
は、コネクタ７１という）と、電流供給部８１と、制御部９１とを有して構成される。
【００１４】
　内視鏡リプロセッサ２は、汚染された内視鏡Ｅ、又は、図示しない内視鏡付属品の再生
処理を行う装置である。ここでいう再生処理とは、特に限定されるものではなく、水によ
るすすぎ、有機物等の汚れを落とす洗浄、所定の微生物を無効化する消毒、全ての微生物
を排除、もしくは、死滅させる滅菌、又は、これらの組み合わせのいずれであってもよい
。
【００１５】
　処理槽１１は、内部に１又は複数の内視鏡Ｅを配置し、かつ液体を貯留することができ
るように桶状に構成される。処理槽１１は、蓋部１２と、開閉検知部１３とを有する。
【００１６】
　蓋部１２は、処理槽１１に対して開閉できるように構成される。
【００１７】
　開閉検知部１３は、例えば、センサまたはスイッチ等により、蓋部１２の開閉を検知で
きるように構成される。開閉検知部１３は、制御部９１に接続される。開閉検知部１３は
、蓋部１２の開閉状態を検知し、蓋部１２の開閉状態を示す制御信号を制御部９１に出力
する。
【００１８】
　水供給部２１は、水供給口２２を介して処理槽１１に接続され、処理槽１１に水を供給
できるように構成される。水供給部２１は、制御部９１の制御によって開閉される給水弁
２３を介し、外部の給水源２４から水を取り込み、フィルタカートリッジ２５を収めたフ
ィルタ２６によって水を濾過し、水供給口２２から処理槽１１に水を供給する。制御部９
１によって切替え制御される管路切替弁２７によって管路が切り替えられると、フィルタ
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２６によって濾過された水は、タンク３２に供給される。
【００１９】
　薬液供給部３１は、薬液供給口３３を介して処理槽１１に接続され、処理槽１１に薬液
を供給することができるように構成される。薬液供給部３１は、ボトルＢｔを取り付ける
ためのボトル取付部３４を有し、取り付けられたボトルＢｔから濃縮消毒液をタンク３２
に取り込むことが可能である。タンク３２に取り込まれた濃縮消毒液は、管路切替弁２７
を介して供給される水によって希釈され、消毒液となり、タンク３２に貯留される。タン
ク３２に貯留された消毒液は、制御部９１によって駆動制御される薬液ポンプ３５により
、薬液供給口３３から処理槽１１に供給される。
【００２０】
　排液部４１は、排液口４２を介して処理槽１１に接続され、処理槽１１に貯留された液
体を処理槽１１から排出できるように構成される。排液部４１は、制御部９１によって駆
動制御される排液ポンプ４３を有し、排液ポンプ４３を駆動させて排液口４２から処理槽
１１の液体を外部の排液手段に排液する。制御部９１によって切替え制御される管路切替
弁４４によって管路が切り替えられると、処理槽１１に貯留される液体は、再使用に備え
、タンク３２に流入し、タンク３２に貯留される。
【００２１】
　超音波振動部５１は、処理槽１１に貯留される液体に超音波を出力することができるよ
うに構成される。超音波振動部５１は、超音波振動子５２と、超音波振動子５２に接続さ
れた振動板５３とを有する。制御部９１の駆動制御によって超音波振動子５２が振動板５
３を振動させると、振動板５３は、処理槽１１に貯留される液体に超音波を出力する。
【００２２】
　流体供給部６１は、コネクタ７１に流体を供給できるように構成される。流体供給部６
１は、制御部９１によって駆動制御される循環ポンプ６２により、循環吸引口６４から処
理槽１１に貯留された液体を吸引し、液体吐出口６５から液体を吐出し、処理槽１１に貯
留された液体を循環させる。
【００２３】
　流体供給部６１は、制御部９１によって駆動制御される送液ポンプ６３により、循環吸
引口６４から処理槽１１に貯留された液体を吸引し、コネクタ７１に液体を送り込むこと
が可能である。
【００２４】
　流体供給部６１は、制御部９１によって駆動制御されるエアコンプレッサ６６により、
外部から気体を取り込み、コネクタ７１に気体を送り込むことが可能である。
【００２５】
　流体供給部６１は、エアコンプレッサ６６から送り込まれる気体が送液ポンプ６３に流
入しないようにするための逆止弁６７を有する。流体供給部６１は、送液ポンプ６３から
送り込まれる液体がエアコンプレッサ６６に流入しないようにするための逆止弁６８を有
する。
【００２６】
　流体供給部６１は、コネクタ７１ａを閉鎖してコネクタ７１ｂ、７１ｃから高圧で気体
を送り込み、内視鏡Ｅの管路の水切りをすることができるように、制御部９１によって開
閉制御される開閉弁６９を有する。
【００２７】
　図２は、本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ２のコネクタ７１の外
観構成を示す斜視図である。図３は、本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセ
ッサ２のコネクタ７１と、内視鏡洗浄チューブ１１１のコネクタ側接続部１２１との構成
を示す切断部端面図である。図４は、本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡洗浄チュ
ーブ１１１のコネクタ側接続部１２１の外観構成を示す斜視図である。図４は、コネクタ
側接続部１２１に内視鏡洗浄チューブ１１１を取り付けた状態を示している。
【００２８】
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　コネクタ７１は、処理槽１１に配置され、内視鏡Ｅが、直接または、内視鏡洗浄チュー
ブ１１１を介して接続できるように構成される。内視鏡リプロセッサ２は、コネクタ７１
を介し、接続された内視鏡Ｅに対し、流体を供給可能である。
【００２９】
　コネクタ７１は、図２に示すように、処理槽の壁板１４に突設される。コネクタ７１は
、基部７２が太く形成され、先部７３が細く形成され、外壁Ｏｗに段差を有する。コネク
タ７１は、先部７３の外壁Ｏｗに、水密部であるＯリング７４を有して構成される。コネ
クタ７１は、先端面に吐出口７５を有する。
【００３０】
　コネクタ７１は、図３に示すように、電磁石７６と、逆止弁７７とを有して構成される
。
【００３１】
　電磁石７６は、コネクタ７１の基部７２に配置され、磁性材料の芯７６ａおよび芯７６
ａに巻かれたコイル７６ｂを含んで構成される。
【００３２】
　芯７６ａは、例えば、鉄等の磁性材料によって構成される。芯７６ａは、処理槽の壁板
１４に、ナットＮによって固定される。芯７６ａは、筒体７６ａ１と、受け部７６ａ２と
を有する。
【００３３】
　筒体７６ａ１は、ホースＳを接続できるように、基端に滑り止め突起７６ａ３を有する
。筒体７６ａ１は、内側にホースＳから供給される流体を流す流体管路Ｐを有する。筒体
７６ａ１は、外周にコイル７６ｂが巻かれ、磁力である電磁吸引力を発生させることがで
きるように構成される。
【００３４】
　受け部７６ａ２は、筒体７６ａ１の先端を鍔状に広げて形成される。受け部７６ａ２は
、内視鏡洗浄チューブ１１１のコネクタ側接続部１２１の電磁石吸引部１２２を、電磁吸
引力によって吸引し、受けることができるように構成される。
【００３５】
　コイル７６ｂは、銅等を材質として構成される。コイル７６ｂは、筒体７６ａ１の外周
に所定の巻き数Ａだけ巻かれる。所定の巻き数Ａは、電磁石吸引部１２２を引き寄せるた
めの電磁吸引力を発生させることが可能である巻き数に予め設定される。
【００３６】
　逆止弁７７は、外周にＯリング７７ａを有する弁体７７ｂと、弁体７７ｂを付勢する圧
縮バネ７７ｃとを有して構成される。
【００３７】
　図１に戻り、電流供給部８１は、コイル７６ｂに電流を流す回路である。電流供給部８
１は、磁力切替え部８２と、電源８３とによって構成される。
【００３８】
　磁力切替え部８２は、出力電圧を切り替えて電磁石７６に供給する電流量を調節できる
ように、電圧切替え部であるドライブ回路８４を有する。磁力切替え部８２は、電源８３
と、制御部９１とに接続される。磁力切替え部８２は、電源８３から電力が供給され、制
御部９１の制御により、電流量を調節してコイル７６ｂに電流を流す。磁力切替え部８２
は、電磁石７６に接続され、電磁石７６が発生させる磁力を複数の強度に切替え可能であ
る。
【００３９】
　例えば、磁力切替え部８２は、電磁石７６が発生させる磁力を少なくとも、第１の強度
、および第１の強度よりも弱い第２の強度のいずれか一方に切替え可能である。さらに、
磁力切替え部８２は、電磁石７６が発生させる磁力を第２の強度よりも弱い第３の強度に
切替え可能である。より具体的には、ドライブ回路８４が、所定電圧ＶＨ、所定電圧ＶＨ
よりも低い所定電圧ＶＭ、および所定電圧ＶＭよりも低い所定電圧ＶＬのいずれか１つに
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出力電圧を切り替えることにより、電磁石７６の電磁吸引力は、出力電圧に応じた、第１
の強度、第２の強度、および第３の強度のいずれか１つに切り替えられる。
【００４０】
　第１の強度は、内視鏡Ｅに流体を送り込むとき、電磁石７６が電磁石吸引部１２２を引
き寄せる電磁吸引力の強度に設定される。
【００４１】
　第２の強度は、内視鏡Ｅに流体を送り込むとき、電磁石吸引部１２２が電磁石７６から
離間する電磁吸引力の強度に設定される。
【００４２】
　第３の強度は、第２の強度よりも小さく、内視鏡Ｅに対する流体の供給がされていない
とき、コネクタ側接続部１２１を手指で簡単に取り外せる状態で仮固定する電磁吸引力の
強度に設定される。
【００４３】
　制御部９１は、中央処理装置（以下「ＣＰＵ」という）９２、ＲＯＭおよびＲＡＭ等の
メモリ９３を有して構成される。ＣＰＵ９２の機能は、メモリ９３に記憶された内視鏡Ｅ
の洗浄消毒等の処理に関するプログラムを実行することによって実現される。制御部９１
は、給水弁２３と、管路切替弁２７、４４と、薬液ポンプ３５と、排液ポンプ４３と、超
音波振動子５２と、循環ポンプ６２と、送液ポンプ６３と、エアコンプレッサ６６と、開
閉弁６９と、磁力切替え部８２と、開閉検知部１３とに接続される。
【００４４】
　制御部９１は、循環ポンプ６２及び送液ポンプ６３を含む流体供給部６１を駆動しなが
ら、磁力切替え部８２を制御して磁力を切り替えることが可能である。より具体的には、
制御部９１は、流体供給部６１を駆動制御して処理槽１１に流体を供給させながら、磁力
切替え部８２に対し、電磁石７６が発生させる磁力の強度を、例えば、第１の強度と、第
２の強度とを交互に切り替えさせる等の制御が可能である。さらに、制御部９１は、磁力
切替え部８２に対し、開閉検知部１３が蓋部１２の開放を検知している間は磁力を第３の
強度にさせる制御が可能である。
【００４５】
　内視鏡洗浄チューブ１１１は、コネクタ側接続部１２１と、チューブ本体１３１と、内
視鏡側接続部１４１とを有して構成される。
【００４６】
　内視鏡側接続部１４１は、内視鏡Ｅの口金Ｅａに接続できるように構成される。
【００４７】
　チューブ本体１３１は、ゴム又は合成樹脂等を材質とする細長筒状に構成される。チュ
ーブ本体１３１は、一方の端部にコネクタ側接続部１２１が接続され、他方の端部に内視
鏡側接続部１４１が接続される。
【００４８】
　コネクタ側接続部１２１は、図３及び図４に示すように、内視鏡リプロセッサ２のコネ
クタ７１に接続可能である。コネクタ側接続部１２１は、挿入口１２４と、チューブ接続
口１２５とを有する。
【００４９】
　挿入口１２４は、内視鏡リプロセッサ２のコネクタ７１に外嵌めできるように、筒状に
構成される。挿入口１２４は、電磁石吸引部１２２と、窄み部１２６と、押込み棒１２３
とを有する。
【００５０】
　電磁石吸引部１２２は、例えば、鉄等の金属の磁性材料によって構成される。電磁石吸
引部１２２は、環状に形成され、挿入口１２４の開口端に配置される。電磁石吸引部１２
２は、電磁石７６の電磁吸引力によって吸引される。
【００５１】
　窄み部１２６は、挿入口１２４の奥部において、挿入口１２４の内壁Ｉｗが一段窄まる
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ように形成される。
【００５２】
　押込み棒１２３は、挿入口１２４の奥部から開口端方向へ突設する棒状に形成される。
【００５３】
　コネクタ側接続部１２１がコネクタ７１に取り付けられると、押込み棒１２３は、圧縮
バネ７７ｃの付勢力に抗して弁体７７ｂを押し込み、逆止弁７７は、開弁状態になる。一
方、コネクタ側接続部１２１がコネクタ７１から取り外されると、圧縮バネ７７ｃによっ
て弁体７７ｂのＯリング７７ａが窄み部１２６に押し当たり、逆止弁７７は、閉弁状態に
なる。
【００５４】
　チューブ接続口１２５は、チューブ本体１３１を接続できるように、外周に滑り止め突
起１２７を有して構成される。
【００５５】
　コネクタ側接続部１２１がコネクタ７１に取り付けられると、コネクタ７１の外壁Ｏｗ
と、コネクタ側接続部１２１の内壁Ｉｗとの間に、流路Ｒが形成される。
【００５６】
　（作用）
　続いて、内視鏡リプロセスセット１の作用について説明をする。
【００５７】
　図５は、本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ２のコネクタ７１と、
内視鏡洗浄チューブ１１１のコネクタ側接続部１２１との構成を示す切断部端面図である
。図６は、本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ２の送液時間と、電磁
石吸引部１２２の高さＨとの関係を示すグラフである。図５と図６において、高さＨは、
受け部７６ａ２から電磁石吸引部１２２までの高さを示し、高さＨｍは、受け部７６ａ２
からコネクタ７１先端までの高さを示す。
【００５８】
　ユーザが、内視鏡Ｅをセットできるように、蓋部１２を開状態にすると、開閉検知部１
３は蓋部１２の開状態を検知し、蓋部１２が開状態であることを示す制御信号を制御部９
１に対して出力する。蓋部１２が開状態であることを示す制御信号が入力されると、制御
部９１は、磁力切替え部８２にドライブ回路８４の出力電圧を所定電圧ＶＬにさせるため
の制御信号を出力し、電磁石７６の電磁吸引力を第３の強度に切り替える。ユーザが、コ
ネクタ側接続部１２１をコネクタ７１に被せ置くと、電磁石７６の電磁吸引力によってコ
ネクタ側接続部１２１がコネクタ７１に仮固定される。
【００５９】
　制御部９１は、磁力切替え部８２にドライブ回路８４の出力電圧を所定電圧ＶＨにさせ
るための制御信号を出力し、コネクタ７１の電磁石７６の電磁吸引力を第１の強度に切り
替える。電磁石７６の電磁吸引力が第１の強度になると、内視鏡洗浄チューブ１１１のコ
ネクタ側接続部１２１の電磁石吸引部１２２が、電磁石７６の電磁吸引力によって受け部
７６ａ２に吸引され、コネクタ側接続部１２１が、コネクタ７１に嵌着する。すると、コ
ネクタ側接続部１２１の押込み棒１２３が圧縮バネ７７ｃの付勢力に抗してコネクタ７１
の弁体７７ｂを押し込み、逆止弁７７は、開弁状態になる。電磁吸引力が第１の強度であ
るとき、コネクタ７１のＯリング７７ａは、コネクタ側接続部１２１の内壁Ｉｗと密着し
て流路Ｒを閉鎖し、コネクタ側接続部１２１の開口端へ流体を漏らさないようにする。
【００６０】
　制御部９１は、送液ポンプ６３又はエアコンプレッサ６６に駆動信号を出力し、一定圧
力の流体の供給を開始する。流体の供給が開始すると、流体は、ホースＳから流体管路Ｐ
に流入し、圧縮バネ７７ｃの間を流れ、チューブ接続口１２５から吐出され、内視鏡洗浄
チューブ１１１を介し、内視鏡Ｅ内に送り込まれる。
【００６１】
　制御部９１は、磁力切替え部８２にドライブ回路８４の出力電圧を所定電圧ＶＭにさせ
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るための制御信号を出力し、コイル７６ｂに流れる電流量を切り替え、電磁石７６の電磁
吸引力を第１の強度よりも弱い第２の強度に切り替える。電磁石７６の電磁吸引力が第２
の強度になると、図５に示すように、電磁石７６の電磁吸引力よりも、コネクタ側接続部
１２１を押し出す流体の圧力と、弁体７７ｂを介して押込み棒１２３を押し出す圧縮バネ
７７ｃの付勢力との合計の方が大きくなり、電磁石吸引部１２２が、コネクタ７１の受け
部７６ａ２から離間する。すると、コネクタ側接続部１２１の内壁Ｉｗが、コネクタ７１
の外壁Ｏｗから離間し、流体供給部６１から供給された流体が、流路Ｒを介し、挿入口１
２４から排出される。これにより、コネクタ側接続部１２１の内壁Ｉｗと、コネクタ７１
の外壁Ｏｗとは、流体に曝され、洗浄消毒される。
【００６２】
　電磁吸引力が第２の強度にされた後、制御部９１は、コネクタ側接続部１２１がコネク
タ７１から外れないように、電磁石７６の電磁吸引力を第１の強度に戻す。電磁石７６の
電磁吸引力が第１の強度になると、コネクタ側接続部１２１を押し出す流体の圧力と、弁
体７７ｂを介して押込み棒１２３を押し出す圧縮バネ７７ｃの付勢力との合計よりも、電
磁石７６の電磁吸引力が大きくなり、電磁石吸引部１２２が、コネクタ７１の受け部７６
ａ２に引き寄せられる。なお、図３は、電磁石吸引部１２２が、受け部７６ａ２に引き寄
せられて押し当たった状態の例を示している。
【００６３】
　図６に示すように、例えば、時刻Ｔ１において、ドライブ回路８４の出力電圧が所定電
圧ＶＨであるとき、電磁石吸引部１２２の高さＨは低くなる。一方、例えば、時刻Ｔ２に
おいて、ドライブ回路８４の出力電圧が所定電圧ＶＭであるとき、電磁石吸引部１２２の
高さＨは高くなる。電磁石吸引部１２２がコネクタ７１から外れないように、高さＨは、
コネクタ７１の高さＨｍ（図６の１点鎖線）を超えないように制御される。
【００６４】
　制御部９１が、磁力切替え部８２を制御し、第１の強度と第２の強度との切り替えを繰
り返すことにより、コネクタ側接続部１２１は、コネクタ７１から外れることなく往復移
動し、コネクタ７１の外壁Ｏｗと、コネクタ側接続部１２１の内壁Ｉｗとの間の流路Ｒに
流体を流し、外壁Ｏｗと内壁Ｉｗとを洗浄消毒する。
【００６５】
　内視鏡Ｅの洗浄消毒等の処理が終了し、ユーザが内視鏡Ｅを取り出すために蓋部１２を
開状態にすると、コネクタ７１からコネクタ側接続部１２１を取り外すことができるよう
に、制御部９１は、電磁石７６の電磁吸引力を第３の強度に切り替える。
【００６６】
　これにより、内視鏡リプロセッサ２では、第３の強度の電磁吸引力によって電磁石７６
にコネクタ側接続部１２１を吸引することができ、手指の軽い力によって内視鏡洗浄チュ
ーブ１１１の着脱が可能である。
【００６７】
　また、内視鏡リプロセッサ２と洗浄チューブ１１１を接続するツメがなくても内視鏡洗
浄チューブ１１１を装着できる。ただし、本発明はツメとの併用を除外するものではなく
、本発明の内視鏡洗浄チューブ１１１にツメを設けてもよい。
【００６８】
　上述の第１の実施形態によれば、内視鏡リプロセッサ２から内視鏡Ｅに送り込まれる一
定圧力の流体により、内視鏡リプロセッサ２のコネクタ７１の外壁Ｏｗと、内視鏡洗浄チ
ューブ１１１のコネクタ側接続部１２１の内壁Ｉｗとを洗浄消毒することができる。
【００６９】
　（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、電磁石７６が生じさせる電磁吸引力は、コイル７６ｂに流す電流
量によって切り替えられるが、複数のコイルを設け、電流を流すコイルを切り替えるよう
にしても構わない。
【００７０】
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　図７は、本発明の第２の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ２のコネクタ１７１の
外観構成を示す斜視図である。第２の実施形態においては、第１の実施形態と同じ構成に
ついては、同じ符号を付し、説明は省略する。
【００７１】
　コネクタ１７１は、コイル１７６ａ、１７６ｂを有して構成される。コイル１７６ａ、
１７６ｂの各々は、それぞれ所定の巻き数Ｂに設定される。コイル１７６ａ、１７６ｂの
各々は、磁力切替え部８２に接続される。
【００７２】
　磁力切替え部８２は、電磁吸引力を第１の強度にするときは、コイル１７６ａ、１７６
ｂに電流を流し、また、電磁吸引力を第２の強度にするときには、コイル１７６ｂに電流
を流す。これにより、電磁石７６の電磁吸引力を第１の強度及び第２の強度のいずれか一
方に切り替えることが可能である。
【００７３】
　上述の第２の実施形態によれば、電流を流すコイル１７６ａ、１７６ｂを切り替えるこ
とによって電磁石７６の電磁吸引力の強度を切り替え、内視鏡リプロセッサ２から内視鏡
Ｅに送り込まれる一定圧力の流体により、内視鏡リプロセッサ２のコネクタ１７１の外壁
Ｏｗと、内視鏡洗浄チューブ１１１のコネクタ側接続部１２１の内壁Ｉｗとを洗浄消毒す
ることができる。
【００７４】
　（第２の実施形態の変形例）
　第２の実施形態では、コイル１７６ａ、１７６ｂの巻き数は同じであるが、２つのコイ
ルの巻き数を異なる巻き数にしても構わない。
【００７５】
　図８は、本発明の第２の実施形態の変形例に係わる、内視鏡リプロセッサ２のコネクタ
２７１の外観構成を示す斜視図である。
【００７６】
　コネクタ２７１は、コイル２７６ａ、２７６ｂを有して構成される。コイル２７６ａは
、所定の巻き数Ｃに設定され、コイル２７６ｂは、所定の巻き数Ｃよりも巻き数の多い所
定の巻き数Ｄに設定される。
【００７７】
　磁力切替え部８２は、電磁吸引力を第１の強度にするときには、コイル２７６ｂに電流
を流し、また、電磁吸引力を第１の強度よりも弱い第２の強度にするときには、コイル２
７６ａに電流を流す。これにより、電磁石７６の電磁吸引力を第１の強度及び第２の強度
のいずれか一方に切り替えることが可能である。
【００７８】
　上述の第２の実施形態の変形例によれば、電流を流す異なる巻き数のコイル２７６ａ、
２７６ｂを切り替えることによって電磁石７６の電磁吸引力の強度を切り替え、内視鏡リ
プロセッサ２から内視鏡Ｅに送り込まれる一定圧力の流体により、内視鏡リプロセッサ２
のコネクタ２７１の外壁Ｏｗと、内視鏡洗浄チューブ１１１のコネクタ側接続部１２１の
内壁Ｉｗとを洗浄消毒することができる。
【００７９】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【００８０】
　本発明によれば、内視鏡リプロセッサから内視鏡に送り込まれる一定圧力の流体により
、接続部を洗浄消毒することができる内視鏡リプロセッサ、内視鏡洗浄チューブ及び内視
鏡リプロセスセットを提供することができる。
【００８１】
　本出願は、２０１５年１２月１日に日本国に出願された特願２０１５－２３５０５３号
を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の
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範囲に引用されるものとする。
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